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摘要(译)

本发明的内窥镜清洗消毒机包括：流体供给部，其用于供给流体；流体
供给管路，其与所述流体供给部连通，并具有向大气开放的开口；第一
阀，其配置于所述流体供给管路；第二阀，其配置于所述流体供给管路
中的比所述第一阀靠所述开口侧的位置处；处理槽，其用于配置内窥
镜；第一连接器和第二连接器，该第一连接器和第二连接器设置于所述
处理槽；第一管路，其用于将所述第一阀与所述流体供给部之间的位置
同所述第一连接器连接；第二管路，其用于将所述第一阀与所述第二阀
之间的位置同所述第二连接器连接；以及压力传感器，其测定所述流体
供给管路的所述第一阀与所述流体供给部之间的压力。
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